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488696-2026 - Verseny

irorszag — Laboratériumi, optikai és preciziés felszerelések (kivéve szemiivegek) — LA3215C-UCC-
CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus ajanlatkérékre vonatkozé
szabalyok - Valtoztatasroél sz6l6 hirdetmény

Arubeszerzés

1. Vevo

1.1. Vevd
Hivatalos név: Education Procurement Service (EPS)
E-mail-cim: info@educationprocurementservice.ie
Az ajanlatkérd szervezet jogi tipusa: Kozjogi intézmény
Az ajanlatkérd szerv tevékenysége: Altalanos kdzszolgaltatasok

2. Eljaras
2.1. Eljaras
Cim: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition
Tools, 4 Lots

Leiras: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of
tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new
plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of
semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other
materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots;
Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching
for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO2 silicon nitride SiN thin films using medium high-
density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma
etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium
scandium nitride AIScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma
Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma
etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate
atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO2 silicon nitride SiN thin films using
medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma
enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO2, SiN and
amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for
etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics,
silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and
efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm
diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards
are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological
advancement.

Eljarasazonosité: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Az eljaras tipusa: Nyitott

Az eljaras gyorsitott: nem

21.1. Cél
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A szerz6dés jellege: Arubeszerzés
F& osztalyozas (cpv): 38000000 Laboratériumi, optikai és precizios felszerelések (kivéve
szemuvegek)

2.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): South-East (IE052)
Orszag: irorszag

2.1.3. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkiil: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Altalanos informaciok
Jogalap:
2014/24/EU iranyelv

2.1.5. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Egyetlen ajanlattevé max. ennyi részre nyujthat be ajanlatot: 4

2.1.6. Kizarasi okok
Indokok kizarasra forrasa: Kozbeszerzési dokumentum

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001
Cim: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics
Leiras: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of
tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new
plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of
semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other
materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots;
Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching
for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO2 silicon nitride SiN thin films using medium high-
density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma
etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium
scandium nitride AIScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma
Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma
etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate
atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO2 silicon nitride SiN thin films using
medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma
enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO2, SiN and
amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for
etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics,
silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and
efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm
diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards
are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological
advancement.
Bels6 azonosito: 1

5.1.1. Cél
A szerz6dés jellege: Arubeszerzés
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F6 osztalyozas (cpv): 38000000 Laboratériumi, optikai és precizids felszerelések (kivéve
szemuvegek)

5.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): South-East (IE052)
Orszag: irorszag

5.1.3. Becsiilt idétartam
Idétartam: 48 Honapok

5.1.5. Erték
A becsillt érték héa (afa) nélkil: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Altalanos informaciék
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehetésége mindenki el6tt nyitott.
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kdzbeszerzési projekt
A kOzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: igen

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcios kritériumok forrasai: Kozbeszerzési dokumentum

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetdk: angol
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok (vagy azok részei) nem
hivatalosan elérhet6k: angol
Hataridd kiegészit6 informaciok bekéréséhez: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kozép-
eurdpai id6, nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://www.etenders.gov.ie/epps/cft
/listContractDocuments.do?resourceld=8424094

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhaté cim: https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?
resourceld=8424094
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: angol
Elektronikus katalogus: Nem megengedett
Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Megengedett
Az ajanlatok beérkezésének hatarideje: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kbzép-eurdpai id6,
nyari idészamitas szerinti nyugat-eurépai idé
Az az idétartam, amig az ajanlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvanos felbontassal kapcsolatos informaciok:
Megnyitas datuma: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) K6zép-eurdpai idd, nyari idészamitas
szerinti nyugat-europai id6é
Hely: https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceld=8424094
A szerzédés feltételei:
A szerzédést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Jelenleg ismeretlen
Elektronikus szamlazas: Kotelezé
Elektronikus megrendelésre fog sor kerilni: nem
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Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: nem

5.1.15. Sajatos beszerzési médszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozoé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és fellilvizsgalat
FelUlvizsgalati szervezet: The High Court of Ireland
A kdzbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzaférést biztosité szervezet: Education
Procurement Service (EPS)
A felllvizsgalati eljarasokrol tovabbi informaciokat nyujté szervezet: The High Court of Ireland
Részvételi jelentkezéseket fogado szervezet: Education Procurement Service (EPS)
Ajanlatokat feldolgozé szervezet: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Rész: LOT-0002
Cim: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics
Leiras: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of
tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new
plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of
semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other
materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots;
Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching
for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO2 silicon nitride SiN thin films using medium high-
density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma
etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium
scandium nitride AIScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma
Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma
etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate
atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO2 silicon nitride SiN thin films using
medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma
enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO2, SiN and
amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for
etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics,
silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and
efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm
diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards
are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological
advancement.
Bels6 azonosito: 2

5.1.1. Cél
A szerz6dés jellege: Arubeszerzés
F6 osztalyozas (cpv): 38000000 Laboratériumi, optikai és precizios felszerelések (kivéve
szemuvegek)

5.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): South-East (IE052)
Orszag: irorszag

5.1.3. Becsiilt idotartam
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Idétartam: 48 Honapok

5.1.5. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkiil: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
A részvétel lehet6sége mindenki elétt nyitott.
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kdzbeszerzés megallapodas alkalmazando: igen

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzeés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekciods kritériumok forrasai: Kozbeszerzési dokumentum

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérheték: angol
Azok a nyelvek, amelyeken a kozbeszerzési dokumentumok (vagy azok részei) nem
hivatalosan elérheték: angol
Hatarid6 kiegészit6é informaciok bekéréséhez: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kbzép-
eurdpai id6, nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://www.etenders.gov.ie/epps/cft
/listContractDocuments.do?resourceld=8424094

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhaté cim: https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?
resourceld=8424094
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: angol
Elektronikus katalégus: Nem megengedett
Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Megengedett
Az ajanlatok beérkezésének hatarideje: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kbzép-eurdpai idd,
nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé
Az az idétartam, amig az ajanlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvanos felbontassal kapcsolatos informaciok:
Megnyitas datuma: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) K6zép-eurdpai id6, nyari idészamitas
szerinti nyugat-europai id6
Hely: https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceld=8424094
A szerzédés feltételei:
A szerzédést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Jelenleg ismeretlen
Elektronikus szamlazas: Kotelez6
Elektronikus megrendelésre fog sor kerilni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: nem

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciodk:
Nem dinamikus beszerzési rendszer
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5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
FelUlvizsgalati szervezet: The High Court of Ireland
A kdzbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzaférést biztositd szervezet: Education
Procurement Service (EPS)
A felllvizsgalati eljarasokrol tovabbi informaciokat nyujté szervezet: The High Court of Ireland
Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet: Education Procurement Service (EPS)
Ajanlatokat feldolgozé szervezet: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Rész: LOT-0003
Cim: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics
Leiras: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of
tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new
plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of
semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other
materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots;
Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching
for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO2 silicon nitride SiN thin films using medium high-
density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma
etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium
scandium nitride AIScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma
Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma
etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate
atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO2 silicon nitride SiN thin films using
medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma
enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO2, SiN and
amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for
etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics,
silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and
efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm
diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards
are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological
advancement.
Bels6 azonosit6: 3

5.1.1. Cél
A szerz6dés jellege: Arubeszerzés
F6 osztalyozas (cpv): 38000000 Laboratériumi, optikai és precizios felszerelések (kivéve
szemuvegek)

5.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): South-East (IE052)
Orszag: irorszag

5.1.3. Becsiilt idotartam
Idétartam: 48 Honapok

5.1.5. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkil: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
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A részvétel lehetésége mindenki elétt nyitott.
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kozbeszerzési projekt
A kdzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: igen

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kozbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
Selekcios kritériumok forrasai: Kozbeszerzési dokumentum

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérhetdk: angol
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok (vagy azok részei) nem
hivatalosan elérheték: angol
Hataridd kiegészit6 informaciok bekéréséhez: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kozép-
eurdpai id6, nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://www.etenders.gov.ie/epps/cft
/listContractDocuments.do?resourceld=8424094

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhato6 cim: https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?
resourceld=8424094
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: angol
Elektronikus katalégus: Nem megengedett
Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Megengedett
Az ajanlatok beérkezésének hatarideje: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kbzép-eurdpai idd,
nyari idészamitas szerinti nyugat-eurépai idé
Az az id6tartam, amig az ajanlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvanos felbontassal kapcsolatos informaciok:
Megnyitas datuma: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) K6zép-eurdpai id6, nyari idészamitas
szerinti nyugat-eurépai idé
Hely: https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceld=8424094
A szerzédés feltételei:
A szerz6dést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Jelenleg ismeretlen
Elektronikus szamlazas: Kotelezd
Elektronikus megrendelésre fog sor kerulni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: nem

5.1.15. Sajatos beszerzési moédszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
FelUlvizsgalati szervezet: The High Court of Ireland
A kdzbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzaférést biztositd szervezet: Education
Procurement Service (EPS)
A felllvizsgalati eljarasokrol tovabbi informaciokat nyujté szervezet: The High Court of Ireland
Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet: Education Procurement Service (EPS)
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Ajanlatokat feldolgozé szervezet: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Reész: LOT-0004
Cim: Plasma Deposition ,PECVD
Leiras: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of
tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new
plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of
semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other
materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots;
Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching
for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO2 silicon nitride SiN thin films using medium high-
density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma
etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium
scandium nitride AIScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma
Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma
etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate
atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO2 silicon nitride SiN thin films using
medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma
enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO2, SiN and
amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for
etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics,
silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and
efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm
diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards
are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological
advancement.
Bels6 azonosito: 4

5.1.1. Cél
A szerz6dés jellege: Arubeszerzés
F6 osztalyozas (cpv): 38000000 Laboratériumi, optikai és precizios felszerelések (kivéve
szemuvegek)

5.1.2. A teljesités helye
Orszag alegysége (NUTS): South-East (IE052)
Orszag: irorszag

5.1.3. Becsiilt idotartam
Idétartam: 48 Honapok

5.1.5. Erték
A becsiilt érték héa (afa) nélkil: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Altalanos informaciok
Fenntartott részvétel:
A részvétel lenhet6sége mindenki el6tt nyitott.
Nem unios forrasokbdl finanszirozott kdzbeszerzési projekt
A kOzbeszerzésre a kormanyzati kozbeszerzés megallapodas alkalmazando: igen

5.1.7. Stratégiai kozbeszerzés
A stratégiai kdzbeszerzés célja: Nem stratégiai kozbeszerzés

5.1.9. Alkalmassagi kovetelmények
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Selekcids kritériumok forrasai: Kozbeszerzési dokumentum

5.1.11. Kozbeszerzési dokumentumok
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok hivatalosan elérheték: angol
Azok a nyelvek, amelyeken a kdzbeszerzési dokumentumok (vagy azok részei) nem
hivatalosan elérheték: angol
Hataridd kiegészit6 informaciok bekéréséhez: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kozép-
eurdpai id6, nyari idészamitas szerinti nyugat-eurdpai idé
A kdzbeszerzési dokumentumok cime: https://www.etenders.gov.ie/epps/cft
llistContractDocuments.do?resourceld=8424094

5.1.12. A kozbeszerzésre iranyado feltételek
A benyujtas feltételei:
Elektronikus benyujtas: Kotelezd
A benyujtasra hasznalhatoé cim: https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?
resourceld=8424094
Az ajanlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyujtani: angol
Elektronikus katalégus: Nem megengedett
Az ajanlattevék tobb ajanlatot nyujthatnak be: Megengedett
Az ajanlatok beérkezésének hatarideje: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Kézép-eurdpai idd,
nyari idészamitas szerinti nyugat-eurépai idé
Az az id6tartam, amig az ajanlatnak érvényesnek kell maradnia: 180 Napok
A nyilvanos felbontassal kapcsolatos informaciok:
Megnyitas datuma: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) K6zép-europai id6, nyari idészamitas
szerinti nyugat-eurodpai id6
Hely: https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceld=8424094
A szerzédés feltételei:
A szerzddést védett foglalkoztatasi programok keretében kell teljesiteni: Jelenleg ismeretlen
Elektronikus szamlazas: Kotelez6
Elektronikus megrendelésre fog sor kerulni: nem
Elektronikus fizetésre fog sor kertlni: nem

5.1.15. Sajatos beszerzési médszerek
Keretmegallapodas:
Nincs keretmegallapodas
A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok:
Nem dinamikus beszerzeési rendszer

5.1.16. Tovabbi informaciok, kozvetités és feliilvizsgalat
Felulvizsgalati szervezet: The High Court of Ireland
A kdzbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzaférést biztosité szervezet: Education
Procurement Service (EPS)
A felllvizsgalati eljarasokrol tovabbi informacidkat nyujté szervezet: The High Court of Ireland
Részvételi jelentkezéseket fogadod szervezet: Education Procurement Service (EPS)
Ajanlatokat feldolgozé szervezet: Education Procurement Service (EPS)

8. Szervezetek
8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Education Procurement Service (EPS)
Regisztracios szam: IE 6609370 G
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Postacim: Castletroy Limerick

Varos: Limerick

Iranyitészam: V94 DK53

Orszag alegysége (NUTS): Mid-West (IE051)

Orszag: irorszag

E-mail-cim: info@educationprocurementservice.ie

Telefonszam: 000

Internetcim: https://www.educationprocurementservice.ie/

Az ajanlatkéré szervezet profilja: https://www.educationprocurementservice.ie/
E szervezet szerepei:

Vevd

A kdzbeszerzési dokumentumokhoz offline hozzaférést biztosité szervezet
Részvételi jelentkezéseket fogado szervezet

Ajanlatokat feldolgozé szervezet

8.1. ORG-0002
Hivatalos név: The High Court of Ireland
Regisztracios szam: The High Court of Ireland
Szervezeti egység: The High Court of Ireland
Postacim: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7
Varos: Dublin
Iranyitoszam: D07 WDX8
Orszag alegysége (NUTS): Dublin (IE061)
Orszag: irorszag
E-mail-cim: HighCourtCentralOffice@courts.ie
Telefonszam: +353 1 8886000
E szervezet szerepei:
FelUlvizsgalati szervezet
A felllvizsgalati eljarasokroél tovabbi informaciokat nyujté szervezet

8.1. ORG-0003
Hivatalos név: European Dynamics S.A.
Regisztracios szam: 002024901000
Szervezeti egység: European Dynamics S.A.
Varos: Athens
Iranyitoszam: 15125
Orszag alegysége (NUTS): Bopeiog Touéag ABnvwy (EL301)
Orszag: Gorogorszag
E-mail-cim: eproc-esender@eurodyn.com
Telefonszam: +30 2108094500
E szervezet szerepei:
TED eSender

10. Valtoztatas
Az el6zb hirdetmény mddositando valtozata

46feeba2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01
A valtoztatas f6 oka
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Frissitett informacio
A hirdetményre vonatkozé informacidk

A hirdetmény azonositoja/verzidja: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02
Hirdetményminta tipusa: Verseny

A hirdetmény tipusa: Eljarast megindité vagy koncesszios hirdetmény — klasszikus
ajanlatkérdkre vonatkozé szabalyok

A hirdetmény altipusa: 16

A hirdetmény megkuldésének datuma: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) Kézép-eurdpai id6,
nyari idészamitas szerinti nyugat-eurépai idé

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhet6: angol

A hirdetmény kozzétételi szama: 488696-2026

HL S kiadas szama: 134/2026

A kozzététel datuma: 15/07/2026
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